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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

異物・汚れは製品の外観異常の代表的な原因であり、生産歩留まりの低下や製品品
質の低下を引き起こすため、その対策は重要である。 今回、洗浄後に発生する異物
付着の根本的な解決につながる原因物質の特定を目指 し、産業技術総合研究所ナノ
プロセシング施設の設備を利用して、異物の成分分析 を行った。 

実験
Experimental

【利用した主な装置】 顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR) 低真空走査電子顕微
鏡
【実験方法】 異物成分分析 顕微フーリエ変換赤外分光装置のATR法を用いて製品
表面に付着した異物の成分分析を行った。 低真空走査電子顕微鏡を用いた異物の組
成分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

【異物の成分分析】  製品層内に付着した異物をFig.1に示す。この異物にATR法を
用いて成分分析を行っ たところ、ピークを検出できなかった。このことから、異物
は金属等であると考えられる。このため、低真空走査電子顕微鏡を用いた異物の組
成分析を行ったところ、異物から鉄(Fe)の成分を検出した。カーボンテープ上に配
置した異物のマッピング図をFig.2に示す。異物は封止された製品内部に付着してい
たことから、封止工程までの間に鉄片が発生し、製品に付着したものと考えられる。
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Fig. 1 製品層内に付着した異物

図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

Fig. 2 異物のマッピング図
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